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£) (57) Abstract The invention relates to a detector for electron microscopes, in particular, taster election microscopes, which can 
£ be used in the preparation , chamber of the electron microscope under different pressure conditions. The detector is configured both 
S S!« f°r detecting light. The detector has a light detector (1) and a scintillator (3) connected upstream of the 

S 2£f^JhnT£ ™ oUUaloI ™™ sx ™& ° f a **«"lator material that is permeable to visible light. The scintillator (3) that is 
O pemieable to vmble light can, ,n addmon, be provided with a coaling (4) that is permeable to visible light. The detector is suitable for 
O of S 6 t Ttial" hl8h - VaCDnm a " d for de,ectin S U « bt at hi «" P^»"«» i" the preparation chamber as a result of the application 
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VerfiffentUcht: 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
AbkUrzungen wird auf die ErkJdrungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations'*) am Anfhngjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) ZuMmmenfassi-ng: Die vorfiegende Erfindung betrifft einen Detcktor fur Elcktroncnmikroskopc, insbesonderc Rastexcleklro- 
r^rmkro f kope. der untcrverschieden^ DruckverhiUtoissen in der PrSpaxalkammer des Heklronenmikroskopes cinsetzbar isL Der 
^dtl r n S H S °T ^ ^ V ° n *f ektroneri als auch vo » Licht ^ Detektor weist daa. einen Lichtdetektor (I) 

und einen dem Uchtdeiektor (1) vorgeschalteten Szintitlator aus einem fUr sichlbares Licht durchliissigen SzjntiUatormatcriaJ auf 
Der fur s lc htbares Licht durchJassige SzintilJator (3) kann weiterhin mit einer fur sichtbnres Licht transparenten BeschJchrong (4) 

uTdtTh^ ™ t Unt£ T » der Detcktor im Hochvakuum zum Nachweis von Eleven 
und bei hohea Drucken in der Praparalkammsr zum Nachweis von Licht geeignet. 
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